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系に与えられる圧力をモニタリングすることにより、装置や構造物の健全化を図る

ことができます。常温付近で用いられる歪ゲージ（シリコン半導体）、感圧ゴムな

どは、300℃以上で用いることはできず、高温圧力センサーが求められていました。

セラミックスを基本組成としたパーコレーション系・モノリシック系圧力センサー

について広範に研究し、セラミックス複合体および多谷半導体において高温圧力セ

ンサーとしての利用を提案しています。更に全面塗布型歪検知コーティングや SiC

強化繊維における検知機能発現の研究を通し、自己診断機能を付与した構造材料な

どの新しい材料系を提案しています。 

 

 

 

 

 

図 パーコレーション系セラミック

ス基複合材料の抵抗値の圧力依存性 
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